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【はじめに】細胞膜に存在するイオンチャネルは，ゲート

機構を有し，細胞内外のイオンを選択的に透過させる機能

を持つ。このような高度な機能をもつイオンチャネルは，

創薬における主ターゲットであり，創薬分野においてイオ

ンチャネル電流を評価することの重要性が高まっている。

我々はイオンチャネルを人工脂質二分子膜に包埋した再構

成系に基づく薬物スクリーニング系の開発を目指しており，

シリコン(Si)微細加工に基づく安定な脂質二分子膜の構築

について報告してきた。1) しかし,その膜形成には生体にな

い有機溶剤（ヘキサデカン）が必要であり，有機溶剤フリ

ーの膜形成を可能とする膜保持体の開発が望まれていた。

本研究では，シリコンチップの孔付近のナノエッジ構造を

制御することによって, 有機溶剤フリーの脂質二分子膜形成に成功したので，ここに報告する。 

【実験結果と考察】Si3N4/Si基板にフォトリソグラフィ及びウェットエッチングにより微細孔を作

製した。この際,エッチャントを変えることによって 2種類のエッジ構造をもつ微細孔を作製した

(図 a,b)。この基板表面に熱酸化膜を形成し，さらにフッ素樹脂による被覆を施した。基板表面

をシランカップリング剤で疎水化した後，この微細孔中での脂質二分子膜形成およびその膜強度

について検討した。また，最近我々は，イオンチャネルの膜への包埋が遠心力によって促進されること

を見出しており，2)  膜強度については，包埋促進に必要な 55×g の負荷に耐えられるかという点を

指標に評価した。はじめに，脂質膜形成について検討した結果，エッジ角度の小さい図 b のチッ

プの方が，膜形成確率が高いことが分かった。さらに，図 b のチップ中で形成した脂質二分子膜

は，遠心力の負荷耐性も高く，機械的強度も高い脂質二分子膜が形成されることが分かった。今

後は，このチップに基づく high throughput スクリーニング系への展開が期待される。 

本研究は、JST- CRESTの助成を受けて実施したものである。 
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図．作製したシリコンチップの模式図 
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